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【57】申請專利範圍
1.　一種透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，包括：利用一波前重建單元，取得一
透明基板之瑕疵複數光場；利用一瑕疵繞射模組，確認該瑕疵複數光場之有效的繞射範

圍；利用一瑕疵偵測模組，偵測該透明基板之瑕疵所在的位置；以及利用一瑕疵分類模

組，執行該瑕疵複數光場之繞射特徵之擷取、分析與分類，並分辨瑕疵之種類；其中該

瑕疵繞射模組、該瑕疵偵測模組以及該瑕疵分頻模組係透過電腦的運算來執行。

2.　如請求項 1所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，更包含利用該瑕疵繞射
模組，取得該瑕疵複數光場之繞射傳播的最小繞射間距與最遠繞射距離，以重建不同縱

向位置的瑕疵複數影像，實現資料擴增機器學習或深度學習演算法所需之瑕疵複數影像

資料庫。

3.　如請求項 1所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，其中該瑕疵偵測模組包
含自動對焦演算法，以確定該透明基板之該瑕疵所在的位置。

4.　如請求項 1所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，其中該瑕疵分類模組包
含機器學習或深度學習演算法，實現自動化瑕疵辨識。

5.　如請求項 4所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，其中該機器學習演算法
包含區域分割演算法與型態學操作來執行該透明基板之該瑕疵之橫向位置偵測。

6.　如請求項 4所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，其中該機器學習演算法
包含該特徵擷取與分類步驟，以利於該自動化瑕疵辨識。

7.　如請求項 4所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，更包含提供至少一瑕疵
複數影像資料庫中之影像至該機器學習或深度學習演算法。

8.　如請求項 4所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，其中該深度學習演算法
更包含一物件偵測以及一訓練與測試程序，以進行該透明基板瑕疵之辨識。

9.　如請求項 8所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，其中該深度學習演算法
更包含至少一摺積神經網路與至少一分類器，以分析所偵測之該透明基板瑕疵區域。
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10.   如請求項 1所述之透過瑕疵複數光場之透明基板瑕疵檢測方法，其中該透明基板包含玻
璃基板、藍寶石基板、透明陶瓷基板、高分子透明基板、具高穿透率光學基板或透明薄

膜。

圖式簡單說明

如下所述之對本發明的詳細描述與實施例之示意圖，應使本發明更被充分地理解；然

而，應可理解此僅限於作為理解本發明應用之參考，而非限制本發明於一特定實施例之中。

第一圖顯示根據本發明之一實施例之一透明基板瑕疵檢測裝置之光學系統之一示意圖；

第二圖顯示根據本發明之一實施例之一透明基板瑕疵檢測裝置之廣視野數位全像顯微造影術

之一架構圖；第三圖顯示根據本發明之一實施例之一透明基板瑕疵檢測之方法流程圖之一示

意圖；第四圖顯示根據本發明之一全相片於全像平面、不同的重建面中的振幅影像與相位影

像之瑕疵繞射影像變化之示意圖；第五圖顯示菲涅耳繞射通過寬度為 S的瑕疵及其在不同菲
涅耳數值下所模擬的複數影像重建之示意圖；第六圖顯示瑕疵繞射模型之示意圖；第七圖顯

示瑕疵所在的位置之示意圖；第八圖顯示根據本發明之一實施例之基於繞射特性之機器學習

演算法之瑕疵辨識流程之示意圖；第九圖顯示根據本發明之機器學習演算法之瑕疵辨識流程

之示意圖；第十圖 A至第十圖 C係分別顯示特徵擷取之數量有關的特徵示意圖；第十一圖係
顯示具有一水漬與數個灰塵的測試例子之瑕疵檢測之定性評估；第十二圖係顯示具有一刮痕

與數個灰塵的測試例子之瑕疵檢測之定性評估；第十三圖係顯示機器學習演算法之接收者操

作特徵(ROC)曲線；第十四圖係顯示根據本發明之一實施例之基於繞射特性之深度學習演算
法之瑕疵辨識流程之示意圖；第十五圖係顯示根據本發明之深度學習演算法之瑕疵複數影像

與測試波形圖；第十六圖係顯示物件偵測之相關的像素值變化之區域；第十七圖係顯示物件

偵測之像素值變化之示意圖；第十八圖係顯示利用一摺積神經網路方法，以分析由物件偵測

所偵測之瑕疵區域之示意圖；第十九圖係顯示深度學習演算法之接收者操作特徵(ROC)曲線。
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